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£ ?Hi 7 -^ 7l# ^^ V71 ^ ^~ S " 
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<£t.\: 2001/9/6 

1020010047942 ^ 

[*^^ 

^ ^7l{Variable optical attenuator of optical 

path conversion} 

£ 1^ M *r#^§ MEMS 7>^ tf^l^ 7fl3=5L<>lji, 

51 2fe £ 1^ ^Hfl MEMS 7>^ ^ #£|7HH *>#*H * 

51 3£r 3*1 7^-i:^ MEMS ^7)^ 7M51°lJL, 

£ 4^ 5= 3^ 5^ ul-fc 7^ MEMS #*M4H T^o] 7^a}^1 #Bfl 

# Ji^l 7fl^=51°H , 

£ 6^ 5- 5^1 £ tf*** ^ V #33. ^ 7loi1 ^ 71 ^ 
^o] ^ 7 fl^51oH, 

£ 7-^ 51 57 > A^ti^E^olEofl ^.oi jfl^^lJl, 

51 8^: £ 57> ^H3d| 4M*| #41 5L<r^ il°J 7fl^H, 

£9fe£ 5 4| MEMS o^o\]o)^7} S.^* Jitl 7fl^5=°14. 

71 : 72 : ^ 

73 : 7i-gr 74 : 
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^ 2001/9/6 
w 1020010047942 ^ 

75 : 3%o)»\ 76 : S<H 

77 : A-lti^E^olE 78 : *IM*1 

79 : MEMS ^4HM3 

<16> £ 7>*l **l MEMSCMicro Electro 

Mechanical System, *l*7l«|*W*«> HW* 
i7> ^ ^ol^s ^ Mil 

«U}a^ s^M ^ #^o) *}7)o\] ^WSIrZ.* 

W 0£ Wl 717] * ^ 7lfe «A>* **\ ^ 

^14. 

o. ^^ofl A}-g-S^ ^7i ^ ^ ^ ** * 
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• 2001/9/6 
1020010047942 " a 

^ ^ Al^^ tMH 4^ <^ 7W tfSt*. ^rfl 

<20> *^7l7m- *^7l7H ^ * 

^ ^7lfe ZL 71^ *<* <^ ^ JL^ 

^7l(Fixed Optical Attenuator)^ 7*** ^ Site 7}*i tf^l 

(Variable Optical Attenuator, V0A)S. M-^ 4 s SM. 

<23> 7>€ W ^7lfe 37fl ^eWsilica)^- #3 ^ (polymer ) 741 « 

4 «* ^(thermo-optic effect)!: tf^l. ?W 

<8 *fl<8 « MEMS °J]^°1H ^actuator)© <>1*«: MEMS tf^MS q-*^. 

<24> £ 1 $ £ 2te ^ MEMS 7>^ ^ ^7151 *B^51°lth 

< 25 > c^H #2:£Jl 41^ *41 ^^(Transmitting FiberHJL, 42te ^ *r 
o]^ (Receiving Fiber 43^ *>1* *KWmovable Shutter)°l 44fe ^ 

<26> ZL51J1 £ 1-& MEMS 7>^ ^7H1^ °1* * 

3}ol7l ^ ^Efl» JiOl £.03., *&2.7\ 7^S)^1 o>Jl ^ 3f}-oH(41)ollAi 

-a] 4olBl(42)S ^ 
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<27> 



1020010047942 2001/9/6 
£tb £ 2 ^ ^Efl MEMS 7>*L #^7HH o]^ *><2^ol -g-*] 

o] -f^ ^-Bfll- il*] f>i!!7} o]^ ^H(45)°fl ^ 7} 

c 28 > ^^^(shutter)^ MEMS 7>«i W ^^lfe ^ 

^ a>o H 1 *}-^(43)# ^H7li, o]^ ^>^(43)^ «|3H nH* ¥ * 

(41) (42) Q4\ ^ S^^^ ^ 

< 29 > zielM- oie^V *m^n§ 7V^ *m^(43)JliM^ «U> 

^ ^oi^(4i)S sll-^fe flXI sqfeHl, 

<30> £ 3 * £ f^efl 3]^ 71^ MEMS #£j7"|^ 7^5.°]^. 

<3i> o^H %^3L 51^ «93 ^H^H^, 52^ *Ui°H, 53^- T^Jl, 5 4 

<32> £ 3^ 33 MEMS &$7]<%*\ Tl^o] ^A^l £ 

o] iL°l ^ 0.5L, ^ sj-olwl (51)^11^ M-^-^ ^l^fe €^(52)1- 

3*3*1 *1^(53H 3*fl ^}3i, ^1 3!^(52)# *«fl #3 4°1 

<33> JE^ 51 4^ ^ ^ 3# 7}^g MEMS #£)7HH 7]^r°) 

^A>^ 7i-§r(53)°fl 2\n t^Al ^1^(52)1- #*fl 3*£M #3 



» 1020010047942 = 2001/9/6 

^0^(52)3. 71-^(53)01 W M *M»K52)4| 1-<H7> 

<34> ^ *|4 7>*i ^ ^7lfe ^ol^(51)(52)7> 

7^3 «VA}# ol-g-Sfl 3#*>JL, 7^ ^ fc^S. ^"i: 

<35> ZL^ ^ 7 >^ ?1*<53)* 71 

*nm. 7 i^i aU*l<* 

n> 3fl 71^1 (packaging) -S-T^fe ^^ t ^- 

O] ol=-J7 7.> 7l<t3 ^1] 

<36> oh ^ ^71^ ^ *m &*)^ ®n *H*>€ 

^o.^ ; MEMS **M*1*I ^1^7} ^ 

W>l^sL 4 #A>Elfe ^tf* 3 

7}^ ^ ^7l# *fl^Kr 31 

<37> 4>7l^ ^ 4**1* ^*>7l £ 1^ <M*HH o}*> € 

7># ^7lfe, 

<38> ^ S o! # ^Sfl ^ %SM«^; ^71 



• 2001/9/6 
1020010047942 ^ 

# 3 AR >ofl 4^ ^aH* sua* 4MI*1 ^ 

<4i> olofl Qo], ^1Jl» S<H (Transmitting Core)(72)» * 

^(Receiving Core)(76)# *4 -M ***W75)*; *7l * 

^ *4oW71)*l ^(72)» **B **** ^ ^ 

(75)s1 ^ ^( 76 H ^7 W *AV!i(74)« ^*>*> 

ol^^o.S 4r4l ^1^(71)^ ^JL ^ U^J: ^ 

*7l*H 7l*(73Vfr. ^1^(71)^ #7] ^ *sM*l<75) 

44 ^ *M. **<73)*l ^(74)ofl 

3*fl ^-7) ^^1 **oW7iHH **>3 **** - UH?J MJL7> ^ 7l 

4m «o W 71)(75) ^ * A >^ £ * 
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• 1020010047942 2001/9/6 
<43> 51 7-^ 51 57} ^tiiEsflolEo,] 5L^-|: SL^ 7fl^olc}. 

<44> ciofl sia]^ *}s} 401 , -s-71 *bMbK71)<* # 7 1 ^ ^40^(75) 
^ ^.71 7^^(73)4 <«§*MI «ti*l^ 7l^(Substrate)(77)^ 3* £f"*H ^ 

<45> 51 8^ 51 57} #SL3fl| «ol^| ^ ^7fl 5L^* ^ 7fl^£o]r}. 

<46> clofl £A]^ «}3} ^Ol, ^7fl^ ^71 ^ ^01^(71)^- ^7flSl #7] 

-a] %s}o W 75)2} 4^51 ^-71 7^(73)°1 *W «: * 

Xl^ofl tfl« ^7} 7}^i5}5m *}5L, ^ °lt ^ ^0^(71)5} 

^Ai #3401^(75)^ 7^(73)4 3g^}7fl «fl*l£|fe #51*fl *ol*| 

(78)1- ^ i^-*H ^34. 
<47> 51 9fe 51 5ofl MEMS °A^}°\^7\ 5L^# iL°J 7^51 oil}. 

<48> o}6\) HA]^ ti}S} ^ol, #7} *^ ^olHl(71)S} -S-71 ^ #*M*U75) 

#^JsL2} ^^tb **°3. ^^(73)^1 *>5L^- tf7l 7^ 

(73)51 01^* *W*H=- MEMS «q*MMBK79)» 33- 
<49> o]s} ^ol €■ ^ MS 7}^ W #*M<*) 

-gr SL^^l ^ <M*| U}-g-Jl} £t}. 

<5o> ^ £ tt*4Hfc 7}*L %n #$7)o\)x] <S¥ M* ^ 

^}7] MEMS «<H-a- *4<>1^^ ^(alignment) ^ # 

AiJ: *|*|* Afl S ^ ^2=3 7 }^ ^7}# ^ll^r}. 



• 1020010047942 « W 2001/9/6 

si^°i a<H +4** ^-i: ^tn* ^ 9X^. 

^ 7ltfl^ ^ &th 

<52> MEMS *HHM3* 7>€ tf^lfe *H 

(micro-shutter)^: *4* *H«fl **** ^ (5L 1 * 

£ 2 ^S)^- n!4 ^(micro-mirror)^ W *H*Hr ^( 

^ **°W75)S *A>*l*lfc nH 7^(73)*fl *|<ii*** % 
Al^o, 7 ^ 3:^1- <a^-7lfe 7^(77)011 ^*M1 *<S-fr* 

<54> H 5fe * *3S Mfl ^7H1^ 7l^(73)ol ^ 

/^ *4°W71)(75) ^ %^3-$± ^91 tf*2-S ^l^^^l ^ ^* 

<55> oH ^ ^Al ^-4ol til (71)^1 ^ S ol (72)* ^-n ^-AlS7> ^ 
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• 1020010047942 °^> : 2001/9/6 

<56> =L*)5L £ 6^ £ ^ofl *W fc*<8 %n ^7H1^ 

<57> o]^^ ^a] ^-51-01^(71)^ 3^(72)1- *«fl ^ 

o] ^3 ti>A>^(74)^l «>^>^ ^Isfe 37*r4l %^°]»\ 

(71)(75) ^ ^S.^ *!*8*M ^H^- 3^ °Hr # 

34-01^(71)^ ^ 3*U72)S #*>3 ^ <^<?i 7^(73)^ 

^A>^(74)^1 ^-3*1*1 ^ #*|7> £ #Bfl<M HtflS. 3*1 ^"i: 

^ ^ ^4ol^(75)5l ^ ^(76)51 #^7>7fl ^sfl^-i 
(71)^1^ ??^ #3 ^ ^ **M«U75)3. 

<58> o]^7}^ 71^(73)^ *4°W71)(75) %^*)r 3 

71 nH^-oll, ^ (75)<M #^7fl 

<59> £ 7«ll i^l *<>1. ^olw1(71)(75)# 7m(77)3f ^^Wl «fl 

<60> £ 8*1] 2.91 w>^" £ 0 1, *fl°W78) 7 > 

7i-gr(73)# ^ ^-2.3. %n ^7l« ^-^7fl 

. ZL5^ 3M3K78) ^Hl 4^r7flSl *M 7>^ ^ # 



• 1020010047942 *^ 2001/9/6 

i] 7 l^ 4^7^ **!:M tfl*B z^z| ^hS) 4^*H 4! 

<6i> 71^(77)^-5.^-^ tcjoife nlAfl 7^^(73)^, H -S3 

7>¥tb MEMS aj4MMEl(79HI MEMS *}4HI°W79)Sl *fl 

6\ ^*H1 451- 7^(73)5} 1^7} a^ul. ol^^ 

<62> dj 7 H MEMS aHMM3(79)fe ***H D ^^- 

£ ^-^r^>§ d l-8-« *r 9X*±. =1-^ MEMS ^i^MM 3(79)3 ^ofl 

< 63 > o)x]Bi £ mems *^ ^*}JL ^ ^M*^ #^ 7 > ^ % 

^o]*\s. "fl #*>3^ *4>3l* 37^41 3^ 

^ ^ sa*°i 7 ^ *> 7 i **** 

<65> ol^-oflA-1 ^ol, £ i^nH ^ S 7>^ #M 

7)^ MEMS «<K1# ^^M*^ ^ #*M^ 



1020010047942 2001/9/6 
nj, f^fe %*\3L^t ir/^ **M*13 33.3. # A >^ ^ 

s> SEtb ^- #Hfl MARS *8 7>*l #3 

7l7f ^ « ^ ^ ^ £ ?W 7>«i 

ofl ti]8fl ^7} IK**] 5W. ^ T 1 * 7>^ 

^ 4^ ^«3. ^33- 

7>^1^. 

•>7> IE*V ^ MEMS 7>^ W ^7H^s. ^3=^ ^Bflc>fl ^^ofl 

^igol ^ °Xt±. MEMS #sM«1 ^ D H1 ^^r. ^— ^ 

^ till 1 (alignment)^: -Q-^Kr^l, ^HHH^r ^^°Ht 

oi 71^-ofl ^^Tfl HfllSHr 3^ 7 1^°A tifl<l*Kr # 

fet)-. ZLSlM- Sj^Ti-i: MEMS 7>^ W #*\7}^ Sj^fc £ * 

e) nflolEl (collimator) *J0L*H . **M»H* 71^1 <M*MI *|| 

^-2:7> A^^^r. ^^l *K^ V ^ MEMS 7>^ #£)7l<2l # 

e|^olB|7> ^A^Jl ^olHlS. 71^1 ^*}7]) Wfl1*Hr ^Jol 7^1-^tfh, 

:68> ^ ^6j| ol^J- 7>^ ^ 5L2}-3.^ 

7}^ ^ MARS^ 7>^ M #$7]7\ £fc *1«W £^ 

jp^ o.-^, 71 7^1 -*} 7>^ W «W *17> ##.2.3. 7fllH 
7Rr*}^. 



• 1020010047942 « 2001/9/6 

<69> ¥ *H&*H§ MEMS 7}^ %^ ^7]^ *\*3.tt A 

^ ^>s)«H ^^M^S- £]# 0 K2-^ ^^Xback reflection^} 

^ ^.^o. i/j ^sj-ol^q- ^Al ^-34-0] u] 2.^-^1 <8 W ^r*l ^ 

<70> l4o> 7 > £ 7l^ofl 5§^}7fl #SKN» «fl<l ^ ^ £U , #2H°1 

^.S. ^S.^" 7>*H «fl^m *r MEMS 7>^ 

7} £±r ^^2) ^-^-Ir ^51)^ MS ^.4. 

< 71 > S.*V ^5fl ol-g-81- tiU>^ 7}*i ^7l^fe ^ 

MEMS -Jj^HEil- o)^}a) 3,^0] 7}^*}JL, #^Jl^ 7}^]^ £2.7} 

Q^>7fl #£]7> 7>^}5L^- % Jl^7> SlTfl Cll-^ S- E i* A > 

-g-^ ^ iH^Hr 7] (Coupling) i-fr-, a -*jeJH, ^ 7 1» ^ 
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1020010047942 « 2001/9/6 

^0} ^A] scroll s-<H7>^l ^KE.^- ^ w>^l-^-i: ^l^al, °J <^ o}^^ 

1 *M 9X*\*\, W 

^71 tiVA^o]] o^^fl #^1 ^^KI^H # A >^ % 

T^SLSL ti>A>S)^ ^ 4^ .O5L T5>fe €3:*8 7>^ %n #$7} . 
[^T^ 3] 

*ll 1 ^ S&°H, 7>^ W 
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1020010047942 « 2001/9/6 
4] 

*fl 1 ^ 7 1 #33. 7^ ^ ^71^, 

^71 Tl-irol tb ol^M ^l-M ^ #^ 7 > 7>^*H* *>J1 

, ^ ^ ^7l ^ ^^M*^ ^ ^SH*^ #71 

si 

*fl l *M SA°H, # 7 1 7 >^ ^ ^ 7 l fe ' 

#71 71 ^1 ^5=* Tj-M o]^ *H*Hr MEMS «JUMM3» 
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